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摘要(译)

本发明涉及一种芯片测定中的内部校正方法，以及使用内部校正方法测
量测试物质的方法。具体地，实施用于测量测试物质的测定系统和用于
测量单个芯片上的内标物质的测定系统，从而在内部校正测试物质的测
量值。使用该内部校正归一化测试物质的测量值来量化测试物质。
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